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摘要(译)

在根据实施方式的有机EL显示装置的制造方法中，将支撑基板安装在蒸
镀掩模（S3）的与蒸镀源相对的表面上，并进行了改性处理（S3）。 
S2），然后将所需的有机材料蒸镀到气相沉积掩模上，以便在支撑衬底
上的所需区域中沉积由多层形成的有机层（S4），并进一步沉积第二电
极 在有机层上形成（S8）。 在沉积由多层形成的有机层之前，以及在沉
积由多层形成的有机层之前，至少在以下至少一个时刻处，修改蒸镀掩
模的暴露表面或在蒸镀掩模上形成的有机层的暴露表面。 在沉积形成有
机层的多层中的每个有机层之前或之后； 在形成第二电极之前。
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